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Opis techniczny oraz ogólne wymagania do przetargu na detektor EBSD do elektronowego mikroskopu skaningowego
Przedstawiona oferta powinna zawierać w cenie:
· Detektor EBSD kompatybilny sprzętowo z mikroskopem FEI Nova NanoSEM 450 zainstalowanym w Laboratorium Materiałoznawstwa wraz z kompletnym wyposażeniem niezbędnym do zainstalowania detektora w mikroskopie oraz jego pracy
· Komputer sterujący wraz z oprogramowaniem dostosowanym do obsługi detektora EBSD oraz kompatybilnym programowo z zainstalowanym detektorewm EDS EDAX Apollo X
· Okablowanie oraz osprzęt umożliwiający połączenie zestawu
· Szkolenie dla grupy 15 (+- 5)  pracowników z obsługi detektora w siedzibie klienta

· Instalację detektora EBSD do mikroskopu FEI Nova NanoSEM 450 będącego na wyposażeniu Instytutu Lotnictwa
Dokładniejsze parametry dla poszczególnych elementów:
1. Detektor EBSD :

· system EBSD musi być wyposażony w wysokoczułą kamerę CCD chłodzoną diodą Peltiera, która umożliwia zbieranie monochromatycznych obrazów dyfrakcyjnych o rozdzielczości nie mniejszej niż 640x480 pikseli o 12 bitowej skali szarości
· detektor EBSD musi być w pełni kompatybilny sprzętowo z mikroskopem FEI Nova NanoSEM 450 oraz kompatybilny programowo z detektorem EDS EDAX Apollo X (oprogramowanie systemu EBSD powinno mieć możliwość wykorzystania z widma EDS uzyskanego przy pomocy obecnie pracującego systemu), które to są na wyposażeniu Laboratorium Materiałoznawstwa
· szybkość odczytu kamery musi być nie mniejsza niż 600 zaindeksowanych wzorów na sekundę a precyzja orientacji nie może być gorsza niż 0.1 stopnia

· przy niskim napięciu przyspieszającym wiązki elektronowej nie większym niż 5kV i prądzie wiązki nie większym niż 100pA wymagana możliwość indeksowania wzorów na poziomie co najmniej 97%

· kamera CCD musi być połączona z komorą mikroskopu elektronowego FEI Nova NanoSEM 450 w sposób zapewniający całkowitą integralność próżniową, natomiast mechanizm wprowadzania oraz wyjmowania kamery do i z komory mikroskopu musi być zmotoryzowany

· kamera CCD musi być wyposażona w czujnik zapobiegający zderzeniu z próbką w komorze mikroskopu oraz detektor typu FSD

· system EBSD musi być wyposażony we wszystkie elementy niezbędne do przejęcia kontroli nad wiązką elektronową mikroskopu za pośrednictwem własnego generatora skanu oraz umożliwiać import obrazów SE, BSE i widma z detektora EDS EDAX Apollo X, zainstalowane w komorze mikroskopu. Ustawienia kamery EBSD mogą dostosować się do parametrów pracy detektor EDS
· system EBSD musi posiadać funkcję automatycznej korekcji dryftu wiązki elektronowej i stolika goniometrycznego w czasie długotrwałej równoczesnej akwizycji map rozkładu pierwiastków (EDS) i map orientacji krystalograficznych

· system EBSD musi być wyposażony w osprzęt i oprogramowanie niezbędne do akwizycji i analizy map orientacji krystalograficznych oraz do prowadzenia pełnej identyfikacji faz
2. Komputer:

· Komputer powinien być dedykowany do obsługi oprogramowania sterującego i powinien umożliwiać wykorzystanie możliwości detektora EBSD oraz EDS EDAX Apollo X;
· Monitor LCD minimum 22" o rozdzileczości min. 1680 x 1050p.
3. Oprogramowanie sterujące musi:

· pozwalać na rozbudowę do pracy w środowisku 64-bitowego systemu operacyjnego MS Windows 7 lub równoważnego;
· umożliwiać akwizycję i analizę obrazów dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych;

· umożliwiać wybór dowolnego obszaru skanowania dla uzyskania map orientacji krystalograficznych poprzez zaznaczenie obszaru w polu obrazu mikroskopowego, kształt obszaru skanowania może być dowolnej wielkości (w obszarze liniowym)

· umożliwiać zbieranie map orientacji krystalograficznych przy zastosowaniu rastra heksagonalnego

· umożliwiać wskaźnikowanie wszystkich układów krystalicznych i grup przestrzennych

· umożliwiać automatyczne wskaźnikowanie obrazów dyfrakcyjnych i identyfikację faz w oparciu o informację o składzie chemicznym, wykorzystując możliwość jednoczesnej akwizycji danych EBSD i danych spektralnych EDS, zbieranych przez zainstalowany w mikroskopie układ EDS EDAX Apollo X

· musi zawierać wszechstronny pakiet funkcji analizy zebranych map orientacji krystalograficznych

· powinno zawierać zintegrowany edytor plików z referencyjnymi danymi dyfrakcji elektronowej dla różnych materiałów, z możliwością wprowadzania stałych sieci symetrii i położeń atomów oraz budowania własnej bazy danych dyfrakcji elektronowej.

Pozostałe wymagania:
· Termin realizacji dostawy urządzenia do 3 miesięcy od daty zamówienia
· Termin realizacji umowy (dostawa sprzętu, instalacja oraz przeprowadzenie szkolenia) do 4 miesięcy od daty zamówienia.
· Płatność – 14 dni od momentu dostawy i instalacji urządzenia.
· Możliwość użyczenie sprzętu o podobnych parametrach technicznych w zastępstwie, w razie naprawy wymagającej zabranie sprzętu do serwisu lub wyłączenia urządzenia z użytkowania

· Naprawa do 4 tygodni od zgłoszenia (w przypadku konieczności zabrania urządzenia do serwisu)
· Reakcja serwisu do 48 godzin 

· Pełna gwarancja na cały sprzęt conajmniej 24 miesiące

· W okresie gwarancji zapewnienie bezpłatnych biężacych aktualizacji oprogramowania (max. 30 dni po wydaniu aktualizacji).
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